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(54) THIẾT BỊ BẮN ION VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY ĐỂ LÀM 
SẠCH BỀ MẶT NỀN

(57)  Sáng chế đề xuất thiết bị bắn ion (1) để ổn định và làm sạch bề mặt của nền. Thiết bị 
được đề xuất như sau: buồng chân không (2); ít nhất một điện cực (3) được bố trí trên mặt 
của thành phía trong của buồng chân không (2) và phát ra các electron; nhiều anôt (4) nhận 
các electron từ điện cực (3) và được sắp xếp để đối diện điện cực với nền được kẹp xen kẽ 
giữa đó; và nhiều nguồn điện phóng điện (5) tương ứng với các anôt (4) tương ứng. Mỗi 
nguồn điện phóng điện (5) được cách điện với buồng chân không (2) và cung cấp đến anôt 
(4) tương ứng với nguồn điện phóng điện có liên quan (5) các dòng điện và các điện áp có 
thể được thiết đặt một cách độc lập của nguồn khác, nhờ đó tạo ra sự phóng điện phát sáng 
nằm giữa anôt (4) và điện cực (3) như vậy.
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